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１．概要（Summary） 

ヒ ト 肺 胞の機能性を再現 した マ イ ク ロチ ッ プ

（Lung-on-a-Chip）[1]の試作を通じて各種の生体機能

チップ（Organ-on-a-Chip）の製造技術およびそれらを用

いた実験系の確立を目指している。 

シリコンウェハ上にフォトリソグラフィによってマイクロシリ

コンピラーアレイを加工し、チップ内で細胞培養基材とな

る多孔質高分子膜を製造するためのマスターモールドと

する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザ描画装置 

DeepRIE装置#1 

DeepRIE装置#2 

【実験方法】 

4インチシリコンウェハにOAPをスピンコートし表面を疎

水化したのち、OFPR-800LB 200 cpポジレジストをスピ

ンコートし厚さ約 3.0 µm のレジスト膜を形成した。これに

レーザ描画装置によってパターンを直接描画した。パタ

ーンは、1 cm × 1 cmの範囲に直径 10 µmの円を縦・横

とも中心間距離 40 µmの間隔で正方配列したものを繰り

返し描画することでシリコンウェハの中央に 5 × 5 の正方

形に並べたものとした。露光部レジストを 2.38 % TMAH

現像液で除去し、Deep RIE 装置でボッシュプロセスを

70 サイクル行なったのち、1165 剥離液で残ったレジスト

を除去した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

完成した試料はFig. 1に示したとおりである。シリコンウ

ェハ中央部が正方形に加工されているのが確認できた。

次に多元物質科学研究所の走査型電子顕微鏡にて加工

部分を観察した。Fig. 2 は試料台を 14 °傾けて撮影し

たものである。この画像から各ピラーの高さは概ね 45 μm

程度であり、厚さ 10 μmの高分子膜に貫通孔を形成する

のに十分な形状を有していることが確認できた。 

Fig. 1 A photograph of the sample (4-inch Si wafer) 

after etching and photoresist removal. 

 

Fig. 2 SEM image of the sample. This is obtained by 

tilting the specimen stand 14 ° to the back side and 

shooting at 900x. 
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